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【科目】機器分析 I

【科目分類】専門科目　【選択・必修の別】必修　【学期・単位数】後期・1 単位
【対象学科・専攻】物質工学科・4 年次
【担当教員】

辻 和秀

【授業目標・教育方針】
主として分光法を用いた機器分析についてその原理、装置について理解する。

【授業概要】
化学物質の同定や物性の測定に不可欠な、汎用性の高い分析手法について学ぶ。
授業では、以下の分析手法について回折する。
可視紫外吸収分光法、振動分光法、核磁気共鳴分光法、
質量分析法、クロマトグラフィー、表面分析法など

【教科書・教材・参考書 等】
参考書：機器分析の手引き：化学同人
参考書：なっとくする機器分析：中田宗隆：講談社

【成績評価方法】
［後期］中間試験：45%，期末試験：45%，レポート：10%

【本校の学習・教育目標】
◎ (C) 技術的課題解決のための専門分野の知識を身につける．

【JABEE 評価】
(c) 数学，自然科学および情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力

【授業計画】（授業名：機器分析 I）
回数 授業の主題 内容 レポート・宿題等

1 機器分析とは 機器分析と分子、量子化されたエネルギー
2 吸収分光法 分子、量子化されたエネルギー、分子による光の吸収

（ランバートベールの法則）、吸収分光法の装置（フー
リエ変換法や回折格子、光源について）

3-6 核磁気共鳴分光法 スピンと磁場の関係について、遮蔽定数、化学シフ
ト、スピンースピン共鳴、二次スペクトル、デカップ
リング、13C NMR

7 中間テスト
8-9 振動分光法 赤外吸収スペクトル入門（二原子分子入門）、赤外吸

収スペクトル入門（多原子分子）
10-11 顕微分光 光学顕微鏡、電子顕微鏡、走査型トンネル顕微鏡など
12 光電子分光 ＸＰＳ、ＵＰＳなど
13-14 回折法 Ｘ線回折、電子線回折、LEED

15 質量分析装置 クロマトグラフィ、質量分析法
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